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In-Silicon 장비 기반 분석은 OCP(Open Chip Protocol) 기반의 시스템 통합을 쉽게 이해할 수 있는 
효과적인 방법입니다. 시스템 수준에서의 신속한 분석은 응용 프로그램의 조기 시장 진입에 있어 가장 
중요한 부분이며, 무엇보다 에뮬레이터, 프로토타입 및 제조 실리콘에 대해 온칩 분석 방법을 사용하면 
시뮬레이션만 사용해서는 얻기 힘든 정보 및 제어력을 확보할 수 있습니다. 시스템 장비에는 임베디드 
신호의 제어, 추적 및 디버그 전용 IP 하위 시스템이 포함되어 있어, 시스템 인터페이스와 작업을 보고 

제어할 수 있습니다. 시스템 장비는 프로세서 실행 컨트롤과 함께 실행되고 인터페이스 및 다른 IP 
디버그 시스템을 추적할 수 있기 때문에 이를 통해 온칩 작동에 대해 포괄적으로 파악할 수 있습니다. 
온칩 시스템 분석 기능을 사용하면 OCP 인터페이스에 대한 멀티 사이클 작업의 성능과 공유 
인터페이스 및 주변 장치의 전체 하위 시스템 성능을 최적화할 수 있습니다. 복합 아키텍처에는 성능과 
전반적인 시스템 작업에 직접 영향을 줄 수 있는 아키텍처 초기화, 지연 및 교착, 전송 효율성, 대기 시간, 
포화도, 리소스 충돌 및 다른 버스 작업에 영향을 주는 여러 가지 장단점이 있습니다. 이 수준에서 
분석을 하려면 OCP 매개 변수를 구성하고 구성 결과가 시스템 요구 사항을 충족하는지 확인하기 위해 
주 신호를 보고 제어할 수 있어야 합니다. 임베디드 OCP 인터페이스의 경우 시스템 작업을 
중단시키거나 시스템 작업에 영향을 미치지 않으면서 장비를 사용하여 버스 신호를 충분히 볼 수 
있어야 하며, 매개 변수를 간단하게 직접 수정할 수 있어야 합니다. 
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